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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表面を洗浄するための表面洗浄ヘッド（１０；９０）であって、
　ドーム状の下方に開口したハウジング（１２）を備え、該ハウジング（１２）内に、少
なくとも１つのスプレーアーム（４２，４４）が、回転軸（５４）を中心に回転するため
に搭載されており、
　前記少なくとも１つのスプレーアーム（４２，４４）が、前記回転軸（５４）から距離
をおいてノズル（５０，５２）を担持し、該ノズル（５０，５２）が、液流で洗浄される
べき表面に作用するために、加圧を受けた洗浄液の作用を受け、前記スプレーアーム（４
２，４４）と共に前記回転軸（５４）を中心に旋回することに適合されており、
　更に、前記ハウジング（１２）の開口した下面に向けて前記少なくとも１つのスプレー
アーム（４２，４４）を覆い、前記液流を通過させるためのリング状流体通路（８２）を
規定する保護円盤（６４）を備え、該リング状流体通路が、保持棒（８０）により貫通さ
れており、
　前記少なくとも１つのスプレーアーム（４２，４４）が、前記保護円盤（６４）に対し
て回転可能である、
表面洗浄ヘッドにおいて、
　前記保持棒（８０）が、周方向に不均一に分布するように配置されること、を特徴とす
る表面洗浄ヘッド。
【請求項２】
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　請求項１に記載の表面洗浄ヘッドであって、
　前記回転軸（５４）を中心に回転するために、直径方向に互いに対向して位置する２つ
のスプレーアーム（４２，４４）が前記ハウジング（１２）内に搭載され、該スプレーア
ームの各々が、前記回転軸（５４）から距離をおいてノズル（５０，５２）を担持するこ
と、及び
　前記保持棒（８０）が、２つ一組では直径方向に互いに対向する位置にないこと、
を特徴とする表面洗浄ヘッド。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の表面洗浄ヘッドであって、前記保護円盤（６４）が、前記少な
くとも１つのスプレーアーム（４２，４４）の下方に配置された中央保護シールド（６６
）を形成し、前記保持棒（８０）を介して、前記中央保護シールド（６６）を周方向に囲
繞する保持リング（７８）に接続されること、を特徴とする表面洗浄ヘッド。
【請求項４】
　請求項３に記載の表面洗浄ヘッドであって、前記保護シールド（６６）が複数の開口（
６８）を有すること、を特徴とする表面洗浄ヘッド。
【請求項５】
　請求項３又は４に記載の表面洗浄ヘッドであって、前記保護シールド（６６）が格子状
又は網目状の形態を有すること、を特徴とする表面洗浄ヘッド。
【請求項６】
　請求項３～５のいずれか１項に記載の表面洗浄ヘッドであって、前記保護シールド（６
６）が、前記保持棒（８０）を介して、前記保持リング（７８）に一体的に接続されるこ
と、を特徴とする表面洗浄ヘッド。
【請求項７】
　請求項３～６のいずれか１項に記載の表面洗浄ヘッドであって、前記保護円盤（６４）
が、前記保護シールド（６６）の上面及び／又は下面から突き出る補強リブ（７０）を有
し、該補強リブが、前記保持棒（８０）と半径方向に一直線を成して延伸すること、を特
徴とする表面洗浄ヘッド。
【請求項８】
　請求項７に記載の表面洗浄ヘッドであって、前記補強リブ（７０）の高さが、前記回転
軸（５４）に対する半径方向の距離が増すに伴い増加又は減少すること、を特徴とする表
面洗浄ヘッド。
【請求項９】
　請求項７又は８に記載の表面洗浄ヘッドであって、前記保護シールド（６６）から上方
又は下方に突き出る前記補強リブ（７０）の領域（７０ａ，７０ｂ）が、半径方向の面に
関して三角形を形成すること、を特徴とする表面洗浄ヘッド。
【請求項１０】
　請求項３～９のいずれか１項に記載の表面洗浄ヘッドであって、前記保持リング（７８
）が、前記ハウジング（１２）から距離をおいて配置されること、を特徴とする表面洗浄
ヘッド。
【請求項１１】
　請求項３～９のいずれか１項に記載の表面洗浄ヘッドであって、前記保持リング（７８
）が、前記少なくとも１つのスプレーアーム（４２，４４）の前記回転軸（５４）に関し
て軸方向において、前記ハウジング（１２）内に配置された上端領域（８４）と、前記ハ
ウジング（１２）の下縁（１５）を越えて突き出る下端領域（８６）とを有すること、を
特徴とする表面洗浄ヘッド。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の表面洗浄ヘッドであって、可撓性のスプレー保護要素（１７）が、
前記ハウジング（１２）の下縁（１５）に配置され、前記保持リング（７８）の前記下端
領域（８６）を越えて軸方向に突き出ること、を特徴とする表面洗浄ヘッド。
【請求項１３】
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　請求項３～１２のいずれか１項に記載の表面洗浄ヘッドであって、前記保持リング（７
８）の材料厚が、自らの軸方向長さよりも小さいこと、を特徴とする表面洗浄ヘッド。
【請求項１４】
　請求項１～１３のいずれか１項に記載の表面洗浄ヘッドであって、前記保護円盤（６４
）がベアリングシャフト（６２）上に保持され、該シャフト上に、前記少なくとも１つの
スプレーアーム（４２，４４）が回転のために搭載されること、を特徴とする表面洗浄ヘ
ッド。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表面を洗浄するための表面洗浄ヘッドであって、ドーム状の下方に開口した
ハウジングを有し、このハウジング内に、少なくとも１つのスプレーアームが、回転軸を
中心に回転するために搭載されており、前記スプレーアームが、回転軸から距離をおいて
ノズルを担持し、このノズルが、液流で洗浄されるべき表面に作用するために、加圧を受
けた洗浄液の作用を受け、前記スプレーアームと共に回転軸を中心に旋回することに適合
されており、更に、前記ハウジングの開口した下面に向けて前記少なくとも１つのスプレ
ーアームを覆い、前記液流を通過させるためのリング状流体通路を規定する保護円盤を有
し、このリング状流体通路が、保持棒により貫通されており、前記少なくとも１つのスプ
レーアームが、前記保護円盤に対して回転可能である表面洗浄ヘッドに関する。
【背景技術】
【０００２】
　このような表面洗浄ヘッドは、US 3,832,069より公知である。これは、例えば、テラス
の床、ガレージの入口やガレージのドア等の固い表面を洗浄するのに適している。この固
い表面を洗浄するために、高圧洗浄装置の圧力線を表面洗浄ヘッドに接続することができ
る。それから、加圧を受けた洗浄液を、少なくとも１つのスプレーアーム上に配置された
ノズルに供給することができる。このノズルの助けを借りて、洗浄液を洗浄されるべき表
面に塗布することができる。これによりノズルが反動を受け、その作用によりスプレーア
ームが回転軸を中心に回転される。
【０００３】
　これにより、比較的大きな表面領域に対しても洗浄液で短時間に作用することが可能と
なる。
【０００４】
　洗浄されるべき表面上に配置された物体、例えば小石が、少なくとも１つのスプレーア
ームの領域に到達することを防ぐために、US 3,832,069より公知の表面洗浄ヘッドの場合
には、保護円盤がスプレーアームの下方に配置される。これにより、ノズルから出てくる
液流が、洗浄されるべき表面に到達できるよう、流体通路が規定される。流体通路は、ハ
ウジングの側壁まで延伸する複数個の保持棒により貫通されており、その結果、保護円盤
を安定させている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】US 3,832,069
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　前記回転軸を中心に回転する前記液流は、前記流体通路を貫通する保持棒に時間間隔ご
とに衝突する。その結果、前記保護円盤は振動し、これが明らかな可聴騒音をもたらす。
【０００７】
　本発明の目的は、騒音の発生を少なくするように、前記した一般的なタイプの表面洗浄
ヘッドを更に改良することである。
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【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この目的は、本発明に従い、前記した一般的なタイプの表面洗浄ヘッドにおいて、前記
保持棒が、周方向に不均一に分布するように配置されることにより達成される。
【０００９】
　本発明に係る前記表面洗浄ヘッドの場合、前記流体通路を貫通する前記保持棒が、周方
向に不均一に分布するように配置される。その結果、前記ノズルから出てくる前記液流は
、不規則な時間間隔で保持棒に衝突する。加圧を受けた流体が隣接する保持棒に不規則な
時間間隔で作用することにより、振動性の共振は前記保護円盤の場合には発生せず、その
結果、本発明に係る前記表面洗浄ヘッドにおける騒音の発生が相対的に低減されことにな
る。
【００１０】
　前記洗浄作用を強化するために、本発明に係る前記表面洗浄ヘッドの好適な一実施態様
では、前記回転軸を中心に回転するために、直径方向に互いに対向して位置する２つのス
プレーアームが前記ハウジング内に搭載され、各スプレーアームが、前記回転軸から距離
をおいてノズルを担持する。その結果、前記回転軸を中心に回転し、周方向に互いに１８
０゜ずらして配置される第１の液流と第２の液流を、同時に、前記洗浄されるべき表面に
向けることができる。このような構成において、前記保持棒が２つ一組では直径方向に互
いに対向する位置にないと好ましい。これにより、前記２つの液流が同時に保持棒に衝突
せず、前記第１の液流が保持棒に衝突するときは、前記第２の液流は妨げられることなく
前記流体通路を通過することが確実にされる。その結果、直径方向に互いに対向して位置
する２つのスプレーアームが使用される場合、騒音の発生を低く抑えることができること
も示される。
【００１１】
　好ましくは、奇数個の保持棒が使用され、例えば、３，５，７又は９つの保持棒を設け
、これらの保持棒を周方向に不均一に分布するように配置することができる。
【００１２】
　前記保持棒は、好ましくは、前記スプレーアームの前記回転軸に対して半径方向に配列
される。
【００１３】
　本発明の有利な一実施態様では、前記保護円盤は、前記少なくとも１つのスプレーアー
ムの下方に配置された中央保護シールドを形成し、前記保持棒を介して、前記中央保護シ
ールドを周方向に囲繞する保持リングに接続される。前記保持リングを使用することによ
り、前記中央保護シールドは、とりわけ前記流体通路と境界を接しているその外縁領域に
おいて、機械的に安定可能であることが示される。
【００１４】
　前記保護シールドの重量、即ち、前記表面洗浄ヘッドにかかる機械的負荷を低くしてお
くために、前記保護シールドは複数の開口を有すると有利である。
【００１５】
　例えば、前記保護シールドが格子状又は網目状の形態を有するようにしてもよい。
【００１６】
　前記保護シールドが、前記保持棒を介して、前記保持リングに一体的に接続されると特
に有利である。これにより、前記保護シールドは、前記保持棒及び前記保持リングと組み
合わせて、一体のプラスチック成形部品を形成することができる。
【００１７】
　前記保護シールドは、好ましくは、前記保護シールドを機械的に安定させる複数の補強
リブを有する。
【００１８】
　好ましくは、少なくとも幾つかの前記補強リブは、保持棒と半径方向に一直線を成して
配置され、この保持棒を介して、前記保護シールドが外側の前記保持リングに接続される
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。
【００１９】
　前記補強リブが、前記保護シールドの上面及び／又は下面から突き出ると好ましい。こ
れにより、前記補強リブの安定化効果が増す。
【００２０】
　前記補強リブの高さが、前記回転軸に対する半径方向の距離が増すに伴い増加又は減少
すると特に有利である。前記補強リブは前記保護シールドを横切って延伸し、その高さは
、前記回転軸に対する半径方向の距離に応じて変化する。特に、前記補強リブの高さは、
前記回転軸に対する距離が増すに伴い連続的に増加又は減少するようにしてもよい。
【００２１】
　前記保護シールドから上方又は下方に突き出る前記補強リブの領域が、半径方向の面に
関して三角形を形成すると有利であることが判明している。
【００２２】
　例えば、全ての前記補強リブが、前記保護シールドから上方に突き出る補強部と前記保
護シールドからから下方に突き出る補強部の双方を有し、前記２つの補強部の一方の高さ
、好ましくは上側補強部の高さが、半径方向の距離の増加に伴い連続的に減少し、それと
同様に、他方の前記補強部、好ましくは下側補強部の高さが、半径方向の距離の増加に伴
い連続的に増加するようにしてもよい。
【００２３】
　前記補強リブは、好ましくは、前記保護シールドの機械的補強を成す。後者は、射出成
形処理でプラスチック成形部品として作られる。前記射出成形処理の間、前記保護シール
ドから上側又は下側に突き出る前記補強部は、十分なプラスチック材料が前記射出成形金
型の外縁領域まで流れることを確実にする流路として機能する。従って、前記補強リブは
、その補強機能に加えて射出成形機能も有する。
【００２４】
　前記保持リングは、前記表面洗浄ヘッドの前記ハウジング上に配置することができる。
特に、前記ハウジングの縁部が前記保持リングを形成するようにすることも可能である。
【００２５】
　好ましい一実施態様では、前記保持リングは前記ハウジングから距離をおいて配置され
る。半径方向における前記ハウジングから前記保持リングまでの距離は、好ましくは、前
記流体通路の半径方向における長さよりも小さい。
【００２６】
　前記保持リングが、前記少なくとも１つのスプレーアームの前記回転軸に関して軸方向
において、前記ハウジング内に配置された上端領域と、前記ハウジングの下縁を越えて突
き出る下端領域とを有すると特に有利である。こうして、前記保持リングの前記上端領域
は、前記ハウジングにより周方向に囲繞される。その結果、その外縁領域が前記保持リン
グにより形成される前記保護円盤が下から前記ハウジング内に挿入されるという点で、前
記保護円盤の組み立ての間、前記ハウジングは前記保持リングのためのガイドを形成する
ことができる。前記保持リングの前記下端領域は、前記ハウジングから軸方向外側に突出
することができる。その結果、前記表面洗浄ヘッドが不意に前記洗浄されるべき表面に接
近するとき、前記保持リングは、前記ハウジングを衝撃から保護する衝撃保護部を形成す
ることができる。なぜなら、前記ハウジングが前記対象表面に衝突する前に、前記保持リ
ングの軸方向に突出した領域が、そのような接近に際し、前記洗浄されるべき表面に接触
するからである。
【００２７】
　可撓性のスプレー保護要素が、前記ハウジングの前記下縁に配置され、前記保持リング
の前記下縁を越えて軸方向に突き出ると特に有利である。可撓性のスプレー保護要素とし
て、例えば、ゴム製リップ又は剛毛のリングが使用可能である。従って、前記可撓性のス
プレー保護要素は前記保持リングの前記下端領域を周方向に囲繞し、前記表面洗浄ヘッド
が前記洗浄されるべき表面に沿って案内されると、結果として、前記保持リングが前記表
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面に接触することなく、前記スプレー保護要素は前記対象表面に接触することができる。
【００２８】
　前記保持リングの材料厚は、好ましくは、自らの軸方向の長さよりも小さい。従って、
前記保持リングは、管状部またはスリーブの類を形成する。前記スリーブは、前記保護円
盤の前記中央保護シールドを周方向に囲繞し、機械的安定性を形成する。
【００２９】
　好適な一実施態様では、前記保護円盤がベアリングシャフト上に保持され、このベアリ
ングシャフト上に、前記少なくとも１つのスプレーアームが回転のために搭載される。こ
の場合、前記保護円盤は前記ベアリングシャフトに対して回転可能であるようにしてもよ
い。これとは別に、前記保護円盤は、前記ハウジング内又は前記ハウジング上に、例えば
前記ベアリングシャフト上に回転不能に固定することも可能である。
【００３０】
　前記表面洗浄ヘッドは、前記回転軸を中心に回転するスプレーアームに各々保持される
複数のノズルだけを有するようにしてもよい。これらのノズルは、半径方向外向きに位置
する前記保持棒の端部が前記回転軸に関して前記ノズルよりも大きな距離をおいて配置さ
れるよう、前記保護円盤の前記流体通路の領域に配置することができる。
【００３１】
　もっとも、前記表面洗浄ヘッドは、回転可能なスプレーアームに保持されるノズルに加
えて、前記保護シールドに関して半径方向にずらされるように配置される、即ち、前記保
護円盤の外縁よりも前記回転軸から半径方向に大きな距離をおいて配置される少なくとも
１つの追加ノズルを含むようにしてもよい。前記追加ノズルは、前記ハウジング内に回転
不能に保持され、例えば表面の角領域の洗浄のために使用することができる。
【００３２】
　本発明を更に詳しく説明するため、図面を参照しつつ、本発明の好ましい実施形態を以
下に記載する。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明に係る表面洗浄ヘッドの第１実施形態の斜視図。
【図２】図１における表面洗浄ヘッドの縦断面図。
【図３】図１における表面洗浄ヘッドの底面図。
【図４】図１における表面洗浄ヘッドの保護シールドを上から斜めに見た斜視図。
【図５】図４における保護シールドを下から斜めに見た斜視図。
【図６】本発明に係る表面洗浄ヘッドの第２実施形態の斜視図。
【図７】図６における表面洗浄ヘッドの縦断面図。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　図１～５は本発明に係る表面洗浄ヘッドの第１実施形態を示し、表面洗浄ヘッド全体に
対して参照番号１０を付している。この表面洗浄ヘッドは、ドーム状の下方に開口したハ
ウジング１２を有する。ハウジング１２は、平面視が円形で、その下縁１５において剛毛
のリング１７の形態を成す周方向の可撓性スプレー保護部を有する閉じた円筒壁１４を備
える。円筒壁１４は、上部壁１９で覆われている。外側において、平面視が基本的にＶ字
形状の装着部２１が円筒壁１４に装着され、中央領域において上部壁１９を覆うカバー２
２は、上部壁１９の上方で装着部に接している。第１の取っ手２３と第２の取っ手２４が
、上部壁１９の上方において、カバー２２に対して横方向に配置され、表面洗浄ヘッド１
０を持ち運ぶために、ユーザにより把持される。
【００３５】
　カバー２２は上部壁１９の上方に分配チャンバー２６を規定し、円筒壁１４は上部壁１
９の下方でスプレーチャンバー２８を囲繞する。装着部２１は追加チャンバー３０を規定
する。
【００３６】
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　中央分配部３２が分配チャンバー２６内に配置され、その中に開口している供給パイプ
３４を有し、供給パイプは、パイプの長手軸３５に直交して配列された枢軸３６を中心に
旋回可能であるように分配部３２に搭載される。供給パイプ３４は、高圧洗浄装置の高圧
配管（それ自体は公知であり、従って図示しない）が供給パイプ３４に接続可能なように
、分配部３２から離れる方を向く自由端において接続要素３８を有する。
【００３７】
　２つのスプレーアーム４２及び４４は、直径方向に互いに対向する位置にあり、各々が
流路４６及び４８をそれぞれ有し、その自由端にノズル５０及び５２をそれぞれ担持して
いる。中央分配部３２は、第１の供給配管４０を介して２つのスプレーアーム４２及び４
４と流体的に連通する。流路４６及び４８は、それぞれ、スプレーアーム４２及び４４を
通って延伸している。図２では、流路４６及び４８は一部分のみ図示されている。ノズル
５０及び５２は、供給パイプ３４と、分配部３２と、分配部３２に接する第１の供給配管
４０と、流路４６及び４８とを介して、加圧を受けた洗浄流体の作用を受け、角度をつけ
て下方に向けられる洗浄液流を生成する。液流は、ノズル５０及び５２から出ると、反動
力によりスプレーアーム４２及び４４にトルクを付与し、これらのスプレーアームを、第
１の供給配管４０の長手方向軸と同軸を成して配列される回転軸５４を中心に回転させる
。その結果、第１の液流と第２の液流を、旋回しているノズル５０及び５２により、洗浄
されるべき表面に向けることができる。
【００３８】
　第２の供給配管５６が、上側で追加チャンバー３０内に入り込み、その自由端に追加ノ
ズル５８を担持する。第２の供給配管５６は、中央分配部３２から続く分配チャンバー２
６内を延伸する。追加ノズル５８は、スプレーノズルの形態に設計され、回転ノズル５０
及び５２とは対照的に、ハウジング１２内に静止して保持される。加圧を受けた洗浄液は
、例えば洗浄されるべき表面の角領域を洗浄するために、追加ノズル５８から放出するこ
とができる。
【００３９】
　分配部３２を介して供給パイプ３４から進んでくる洗浄液の供給は、選択的に、スプレ
ーアーム５２及び５４にそれぞれ配置されたノズル５０及び５２だけにもたらされるか、
又は補充ノズル５８にもたらされる。このために、分配部３２は切り替え装置６０を有す
る。切り替え装置６０は、図では概略的にのみ示しているが、第１の切り替え位置におい
て供給パイプ３４と第１の供給配管４０との間で流路を開放し、第２の切り替え位置にお
いて供給パイプ３４と第２の供給配管５６との間で流路を開放する。
【００４０】
　２つのスプレーアーム４２及び４４は、回転するために、ベアリングシャフト６２上に
搭載される。ベアリングシャフト６２は、第１の供給配管４０にて保持され、第１の供給
配管４０と、２つのスプレーアーム４２及び４４の流路４６及び４８との間の流体接続を
設けるために流路を有する。軸方向、即ち回転軸５４の方向において、ベアリングシャフ
ト６２はスプレーアーム４２及び４４を越えて下方に突き出ている。その突出領域におい
て、ベアリングシャフト６２は保護円盤６４の形態を成す保護要素を備え、その構成は特
に図４及び図５から明らかである。保護円盤６４は、格子状の形態を有しかつ複数の開口
部６８を有する中央の円形保護シールド６６を有する。この保護シールドは、半径方向に
延伸する補強リブ７０により、それぞれ異なる角度領域にわたって周方向に延伸する複数
の区域７１～７７に分割される。
【００４１】
　補強リブ７０はそれぞれ、上側の補強部７０ａと下側の補強部７０ｂを有する。上側の
補強部７０ａは、保護シールド６６の上側から突き出ており、従って、保護シールド６６
に対して直角に配列され、その高さは回転軸５４からの距離が増すに伴い減少する。上側
の補強部は、半径方向の平面視で、三角形を形成する。下側の補強部７０ｂは、保護シー
ルド６６の下側から突き出ており、同様に、保護シールド６６に対して直角に配列される
。下側の補強部の高さは、上側の補強部７０ａの高さが減少するのと同様に、回転軸５４



(8) JP 5336661 B2 2013.11.6

10

20

30

40

50

からの距離が増すに伴い増加する。下側の補強部７０ｂも又、半径方向の平面視で、三角
形を規定する。補強リブ７０は、その上側の補強部７０ａと下側の補強部７０ｂにより、
保護シールド６６の機械的補強部を形成する。保護シールドは、射出成形処理により可塑
性材料から生成される。射出成形処理の間、補強部は、液状の可塑性材料が十分に射出成
形金型の外端領域まで確実に流れることができるようにするための、可塑性材料用の流路
として機能する。
【００４２】
　中央保護シールド６６は、周方向において、保持リング７８により囲繞される。保持リ
ング７８は、補強リブ７０と一直線を成して配置される保持棒８０を介して、保護シール
ド６６に一体的に接続される。保持棒８０により貫通されているリング状の流体通路８２
は、保持リング７８と保護シールド６６の外縁との間を延伸する。
【００４３】
　保持リング７８は、その材料厚が、スプレーアーム４２及び４４の回転軸５４に関する
軸方向長さよりもかなり小さい、非常に短いパイプ状に又はスリーブ状に構成される。保
持リング７８の軸方向上端領域８４は、円筒壁１４の自由端領域により周方向に囲繞され
るという点で、ハウジング１２内に配置されるのに対し、軸方向下端領域８６は、円筒壁
１４の下縁１５を越え、従って、ハウジング１２を越えて下方に突き出している。もっと
も、下端領域８６は、可撓性のスプレー保護部、即ち剛毛のリング１７により周方向に囲
繞される。リング１７の一部は、保持リング７８の下端領域８６を越えて軸方向下方に突
出している。このことは、特に図２から明らかである。
【００４４】
　表面洗浄ヘッド１０の組み立ての間、保護円盤６４は、下からハウジング１２内に挿入
することができる。この点において、円筒壁１４の下端領域は、保護円盤６４のためのガ
イドを形成している。ベアリングシャフト６２に保護円盤６４を組み付けた後、リング状
の流体通路８２がノズル５０及び５２と一直線を成して配置され、このため、ノズル５０
及び５２から出てくる液流は、洗浄されるべき表面に作用するために、流体通路８２を通
過することができる。
【００４５】
　既に説明したように、ノズル５０及び５２は、加圧を受けた流体の作用を受けると、回
転軸５４を中心に回転する。各ノズルは液流を放出する。ノズル５０及び５２が回転軸５
４を中心に旋回している間、それぞれの液流は、不規則な時間間隔で保持棒８０に衝突す
るが、２つの保持棒が、ノズル５０及び５２から出てくる２つの液流により同時に作用を
受け得ないことは確実にされる。このことは、保持棒８０が、２つのスプレーアーム４２
及び４４のように２つ一組ずつ直径方向に互いに対向して配列されることことはない、と
いう事実により確実にされる。即ち、第１の液流が一方の保持棒８０に衝突する時、第２
の液流は流体通路８２を妨げられることなく通過することができる。
【００４６】
　保持棒８０は、周方向に不均一に分配され、不規則な時間間隔で液流の作用を受けるた
め、保護円盤６４は、還流する液流により共振の態様で振動させられることがあり得ない
。この保持棒の不均一な配置が、表面洗浄ヘッド１０による騒音の発生を低く抑えること
を確実にする。
【００４７】
　本発明に係る表面洗浄ヘッドの第２の態様を、図６及び図７に示し、その全体に参照番
号９０を付与している。表面洗浄ヘッド９０は、図１～５を参照して上で説明した表面洗
浄ヘッド１０と、大部分は同一の設計である。従って、同じ構成要素に対しては、図１～
図５におけるものと同一の参照番号を図６及び図７において使用し、重複を避けるため、
これらの構成要素に関する先の説明が参照される。
【００４８】
　図６及び図７に示す表面洗浄ヘッド９０は、スプレーアーム４２及び４４の自由端にそ
れぞれ保持され、加圧を受けた洗浄液の作用を受けると回転軸５４を中心に回転する２つ
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のノズル５０及び５２だけを備えるという点で、上で述べた表面洗浄ヘッド１０と異なる
。回転しない追加ノズルは、表面洗浄ヘッド９０では使用されない。
【００４９】
　表面洗浄ヘッド９０は、図４を参照して上で説明したものと同様に、保護円盤６４を有
する。保護円盤６４は、保持リング７８により周方向で囲繞される中央保護シールド６６
を有し、流体通路８２が、保護シールド６６と保持リング７８との間に配置され、保持棒
８０により貫通されており、保持棒８０は、表面洗浄ヘッド９０の場合にも、周方向に不
均一に分配されるように配置される。表面洗浄ヘッド９０の場合にも、保持棒８０の不均
一な配置が、不規則な時系列で液流が保持棒８０に衝突することにより保護円盤６４の共
振が発生し得ないため、加圧を受けた洗浄液による作用の間の騒音の発生を比較的低く抑
え得ることを確実にする。

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】 【図７】
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